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(57) Abstract: The invention 
relates to a micromechanica] 
component comprising a 
substrate (10) and a covering 
layer (40) which is applied 
thereon. A porous material is 
provided under the covering 
layer (40) in an area (30; 
30') which is mechanically 
supporting and thermally 
insulating. A heating device 
(70) is provided on the covering 
layer (40) for the Jjeating 
thereof, above the area ^30; 
30*), and a detection device, 
(200, 200') for detecting 
electrical characteristics of a 
heated medium (150) disix)sed 
above said area (30; 30'), is 
arranged above the area (30; 
30*) on the covering layer (40). 

(57) Zusammenfassung: 

Die Erfindung schafft 
ein mikromechanisches 
Bauelement mit einem Substrat 
(10) und einer auf dem 
Substrat (10) aufgebrachten 
Deckschicht (40), wobei 
unterhalb der Deckschicht 
(40) ein die Deckschicht (40) 
mechanisch unterstiitzender 
und thermisch isolicrender 
Bereich (30; 30') aus pordsem Material vorgesehen ist. Auf der Deckschicht (40) ist eine Heizeinrichtung (70) 
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